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(54) Pavadinimas:
Erdvinio mikroobjekto matmenuy ir jo pavirsiaus reljefo nustatymo sistema ir bidas

(57) Referatas:

ISradimas skirtas mikrometrinio dydzio erdviniy objekty
matmenims ir paviriaus reljefui nustatyti, generuojant tiriamojo
erdvinio mikroobjekto sudétinj vaizda, naudojant mikroskopa.
18radimu siekiama pagerinti nustatymo kokybe, kai objektas yra
skaidrus ar dalinai skaidrus arba kai objekto pavirSius minkstas ir

8

Judesio valdiklis/
Duomeny surinkimo

(arba) lengvai pazeidziamas. Tiriamasis erdvinis mikroobjektas

mikroskopu yra fotografuojamas i§ virSaus, jutikliu nustatomas 2 jrenginys
mikroobjekto kontdras, kurio ribose mikroobjektas Zingsniniu bidu 4 A
yra skenuojamas elektrocheminiy savybiy matavimo elektrodu,

matuojant kiekviename skenavimo taske elektrocheminj aktyvumag 3 1

tarp minéto elektrodo jautriojo pavirSiaus ir mikroobjekto pavirSiaus,
taip nustatant tiriamojo mikroobjekto aukstj ir jo koordinates
kiekviename skenuojamame taske. Kompiuterio procesoriuje
jdiegtos programos déka gauti duomenys i§ mikroskopo ir optinio
jutiklio (3), bei duomenys i§ elektrocheminiy savybiy matavimo
elektrodo, susieti atitinkamai su kiekvieno skenuojamo tasko

koordinatémis, suliejami, gaunant bendrg tiriamojo erdvinio Pav. 1a
mikroobjekto vaizdg su realiais jo matmenimis ir jo pavirSiaus
reljefu.
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juos pavary valdikliui 15, kur Sie signalai yra atitinkamai moduliuojami ir perduodami
pozicionavimo priemoniy (2, 4, 6) pavaroms kaip maitinimo jtampa. Toliau
pasirenkamas tiriamojo erdvinio mikroobjekto 11, elektrocheminio tyrimo rezimas,
nurodant praSomus skenavimo parametrus, matavimo tasky tankj ir kiekj bei
skenavimo greitj, jeigu per tam tikrg laikg operatorius neiSrenka mikroobjekto 11
arba nenurodo skenavimo parametry, iSsiun¢iamas klaidos praneSimas ir procesas
stabdomas. Kitame etape naudojant pozicionavimo priemonés 2 pavarg tiriamasis
erdvinis mikroobjektas 11 perstumiamas taip, kad elektrocheminiy savybiy
matavimo elektrodas 7 baty vir§ tiriamojo erdvinio mikroobjekto 11 centro.
Palaipsniui, su vertikalaus pozicionavimo priemonés 6 pavara, artinant
elektrocheminiy savybiy matavimo elektrodg 7 prie tiriamojo mikroobjekto 11,
atliekamas tiriamojo mikroobjekto 11 pavirSiaus elektrocheminio aktyvumo
matavimas, kurio metu nustatomas tikrasis mikroobjekto auksStis pasirinktame

skenavimo taske.

Pagal operatoriaus ankstesniame etape kompiuteryje 9 jvestus skenavimo
parametrus bei mikroskopu 5, jutikliu 3 nustatytg objekto dydj suformuojama
skenavimo trajektorija ir atliekamas tiriamojo erdvinio mikroobjekto 11 skenavimas
elektrocheminiy savybiy matavimo elektrodu 7, kurio metu tiriamas mikroobjektas
11 pozicionieriumi 4 yra perstumiamas pagal nustatytg trajektorijg fiksuoto dydzio

Zingsniais elektrocheminiy savybiy matavimo elektrodo 7 atzvilgiu.

Zingsnio dydis apsikaiGiojamas pagrindiniame procesoriuje pagal operatoriaus
uzduotg matavimo tasky tankj ir skaicCiy. Kiekviename matavimo taske yra
atliekamas elektrocheminio aktyvumo matavimas, gautas matavimo rezultatas yra
susiejamas su realiomis pozicionavimo priemoniy koordinatémis matuojamame

taske ir kaip vienas trimacio masyvo elementas jraS8omas kompiuterio atmintyje.

Baigus skenavimg visos pavaros graZinamos | pradines pozicijas ir automatinis

procesas sustabdomas.

Mikroobjekty matmeny ir reljefo nustatymo sistemoje taikomas jutikliy (5, 3),
pazicionavimo priemoniy (2, 4, 6) koordinaciy ir elektrocheminiy matavimy sistemos
(7, 16) duomeny suliejimo algoritmas parodytas fig. 4. Duomeny suliejimas
atliekamais keliais etapais, naudojant duomenis i§ optinio mikroskopo 5, vaizdo
jutiklio 3 bei elektrocheminiy matavimy sistemos sudarytos i§ elektrocheminiy

savybiy matavimo elektrodo 7 ir potenciostato 16. Skenavimo metu vaizdo jutiklis 3
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naudojamas, kaip grjztamojo rySio elementas, pagal jo duomenis yra koreguojama
pozicionieriaus 2 pavaros eiga, uztikrinant, kad elektrodas 7 neiSeity uz skenavimo

zonos riby.

Atlikus skenavimg, pagal atmintyje sukauptus matavimy rezultatus bei pavary
valdymo komandose uzZduotas koordinates, centriniame procesoriuje atliekamas
galutinis visy trijy tipy duomeny sujungimas, batent sujungiami mikroskopo 5,
vaizdo jutiklio 3 bei skenuojancio elektrocheminiy savybiy matavimo elektrodo (7),
susieto su pozicionavimo priemoniy (2, 4, 6) padéties koordinatémis, duomenys.
Pozicionavimo priemoniy (2, 4, 6) koordinatés Zzinomos pagal tai koks skenavimo
Zingsniy skai€ius buvo uzduotas. Duomeny sujungimu suformuojamas erdvinio
tiiamojo mikroobjekto topografiniy savybiy Zemélapis 23, kuriame pateikiamas
optinis tiiamojo erdvinio mikroobjekto vaizdas su realiomis jo pavirSiaus tasky
koordinatémis bei jo elektrocheminio aktyvumo matavimo rezultatais, tirtuose
skenavimo taskuose, pagal kuriuos nustatomas tiriamojo objekto aukstis minétuose
taSkuose. Gautas savybiy Zemélapis jraSomas j kompiuterio atmintj bei realiu laiku

atvaizduojamas ekrane 10.
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